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Abstract (en)
The micro-switch has an upper metallic membrane (45) and a radio frequency signal line (42) separated by gas or empty thickness. An electrical
insulating layer (44) is located on the signal line. A charge drain (43) is constituted of conductor nanotubes e.g. carbon nanotubes, oriented to a
surface of the signal line. The drain is surrounded by the electrical insulating layer, where the layer is made of dielectric material. An independent
claim is also included for a method for fabricating a micro-switch.

Abstract (fr)
L'invention concerne un micro-commutateur a actuation électrostatique de type condensateur composé de deux armatures dont la premiere est une
membrane flexible (45) et la seconde comporte au moins une électrode de commande (42), les deux armatures étant séparées par une épaisseur
de vide ou de gaz et au moins une couche d'au moins un matériau isolant électrique (44) située sur I'électrode de commande caractérisé en ce qu'il
comporte en outre un drain de charges (43) constitué de nanotubes conducteurs orientés a la surface de ladite électrode, ledit drain étant recouvert
par ladite couche de matériau isolant électrique. L'invention a aussi pour objet un procédé de fabrication du micro-commutateur selon l'invention.
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